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* Sonde électronique intense

* Spectroscopie en

dispersion des longueurs
d'ondes (WDS) Résolution

~4-5 eV
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H He
3 4 5 6 7 8 9 10
Li || Be Bl C|N|O] | F | Ne
11 12 13 14 15 16 17 | 18 |
Na | Mg Al | Si || P | S | Cl| Ar
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 36 |
K| Ca|Sc|Ti ||V |Cr|Mn|Fe |Co|| Ni|Cu||lZn|Ga|Ge| As| Se | Br| Kr
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb|Sr|| Y | Zr|Nb|Mo| Tc |Ru|Rh|Pd|Ag||Cd||In |Sn|Sb| Te| I | Xe
55 56 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 | 86 |
Cs|Ba||lLu|Hf|Ta| W |Re|Os| Ir | Pt |/Au||Hg| Ti | Pb| Bi | Po| At | Rn
87 88 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 |
Fr | Ra| Lr || Rf | Db | Sg | Bh || Hs | Mt | Ds | Rg |[Uub Uug

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Lla | Ce || Pr | Nd |Pm|Sm| Eu ||Gd| Tb | Dy | Ho | Er [ Tm| Yb

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Ac| Th|Pa| U | Np|Pu|Am|Cm| Bk | Cf | Es|Fm| Md| No
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1739 3691 1253 6403 5898 4510 3313 1486 5414 1040
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Adaptation d'une microsonde
électronique de série
(spectrometre et
environnement analytique)

2 théses :

o Khalll Hassebi (fin oct. 2024, avec P.
Jonnard et A. Verlaguet)

« Nawel Temmar début nov. 2024,

avec P. Jonnard)



Gain de résolution spectrale et d'intensité

Cahier des charges d’'un spectromeétre
a réseau zone de Fresnel (50 £ 0,3 eV) ik period sy

reflection zone plate
on spherical substrate

Loi des réseaux :
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Installation d'un pompage sec

»  Conception d'un décapeur ionique
installé sur le sas d'entrée de
'instrument

»  Conception d'un sas de transport



Khalil Hassebi Spectroscopy and quantification in the Li K
emission range using x-ray microanalysis
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Nb counts /s /nA

0.0

Emitted photon energy (eV)

saLx anr’

Al (wt%) Li (wt%) Cu (wt%)

Soft X-rays (lithium mesuré par difference a 100%)
59,6 16,9 23,5

Ultra-Soft X-rays (lithium mesuré directement)

55,5 18,1 26,3

Hassebi, Rividi et al., 2023, 2024; Jonnard, Rividi et al., 2025



Absorption des fenétres
Signal divisé par 10° a 10°

C3H6 Density=0.9 Thickness=0.0 microns
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@ Faible résolution spectrale ‘ Détection solide

® Détermination du fond Schweizer, 2024



Détecteur

aflux gazeux

P

Fenétres Polypropyléne

2 stages de M1 — 4 mois

Installation d'un CCD/CMQOS
du commerce dans un WDS
CAMECA

exemple : Whurer et al., 2018

Conception d'un nouveau

capteur optimisé pour les
raies kow du lithium (45-55 eV)



Réseaux en transmission CAT
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cross section Efficiency comparison with Chandra gratings
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Charges (e-), Tilt, Clean & Cryo (orrrrr)

e- beam

Sample preparation
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